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１．概要（Summary） 
マイクロニードル(Microneedle)は、直径 Φ1mm 程度

の微細な針構造であり、金属や生分解性バイオポリマー

材料が使われており、医療分野ではこのマイクロニードル

を用いた無痛の注射器が開発されている。 
 本研究では、医療分野以外の分野への応用を鑑み、機

械加工とマイクロファブリケーション加工の融合によるマイ

クロ部品の実現に向けた取り組みを進めている。今年度

は、本実施機関のフォトリソグラフィ、薄膜形成、エッ

チング関連装置を用いて、各種基板上への電極パタ

ーン形成に関する基本検討を行った。 

 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・デュアルイオンビームスパッタ装置（ハシノテック社製、 
10W-IBS） 
・マスクアライナ（ミカサ社製、MA-10） 
・触針式表面形状測定器（ULVAC 社製、Dektak8 ） 
・走査電子顕微鏡（EDS 付き）（JEOL 社製、JSM-6060-
EDS ） 
 
【実験方法】 
 本研究では、基板材料として、樹脂材料、絶縁膜付き

Si、ガラス、絶縁性膜付き金属シート等を用いた。ま

ず、デュアルイオンビームスパッタ装置を用いて、電極材

料となる Al、Au 等の金属薄膜を各種基板上に堆積し

た。更に、予め作成した電極パタ－ン用のガラスマス

クを用いて、マスクアライナ装置により、レジスト膜のパ

ターン形成を行った。続いて、ウエットエッチングによ

り、不要な電極部を除去して数十～数百µm 程度の寸

法を有する電極構造を形成した。最後に、作製した電極

パターンの加工寸法や加工形状を、触針式表面形状

測定器や走査電子顕微鏡を用いて観察した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
一例として、電極パターンを形成した絶縁性膜付き

金属シートの外観写真を Fig. 1 に示す。金属薄膜が

剥離等することなく、堆積できていること、更に実験にお

いて必要となる寸法・形状の電極が形成できていることが

確認できた。 

        

Fig. 1 Picture of metal sheet substrate with electrode 
pattern 
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